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(57)【要約】
【課題】　励起光の反射光を効率よく検出し、蛍光観察
と反射光による通常観察とを同時に行うことが可能な内
視鏡光学系を提供することを目的とする。
【解決手段】　所定の直線偏光成分を持つ励起光を供給
する光源部側から順に、反射光観察部と、蛍光観察部と
、励起光を被検体に照射し、該被検体による反射光およ
び蛍光を取得するプローブ部とが配設された内視鏡光学
系が提供される。また、反射光観察部は、励起光および
反射光を透過／反射する偏光ビームスプリッタと、偏光
ビームスプリッタによって透過／反射された反射光を検
出する反射光検出部とを備え、蛍光観察部は、反射光お
よび励起光、ならびに蛍光を透過／反射するダイクロイ
ックミラーと、ダイクロイックミラーによって透過／反
射された蛍光を検出する蛍光検出部とを備え、プローブ
部は、ダイクロイックミラーによって反射／透過された
励起光および反射光の偏光方向を回転させる回転素子を
備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の直線偏光成分を持つ励起光を供給する光源部側から順に、反射光観察部と、蛍光
観察部と、前記励起光を被検体に照射するとともに、該被検体によって反射される反射光
および該被検体が励起されて生じる蛍光を取得するプローブ部とが配設された内視鏡光学
系であって、
　前記反射光観察部は、
　　前記励起光および前記反射光を反射もしくは透過する偏光ビームスプリッタと、
　　前記偏光ビームスプリッタによって反射もしくは透過された前記反射光を検出する反
射光検出部とを備え、
　前記蛍光観察部は、
　　前記反射光および前記偏光ビームスプリッタによって透過もしくは反射された前記励
起光、ならびに前記蛍光を透過もしくは反射するダイクロイックミラーと、
　　前記ダイクロイックミラーによって透過もしくは反射された前記蛍光を検出する蛍光
検出部とを備え、
　前記プローブ部は、
　前記ダイクロイックミラーによって反射もしくは透過された励起光および前記反射光の
偏光方向を回転させる回転素子を備えることを特徴とする、内視鏡光学系。
【請求項２】
　前記光源部は、
　前記励起光を供給する光源と、
　前記励起光の偏光方向を調整する波長板とを備えることを特徴とする、請求項１に記載
の内視鏡光学系。
【請求項３】
　前記励起光は、前記波長板によってＰ偏光となるように偏光方向が調整されることを特
徴とする請求項２に記載の内視鏡光学系。
【請求項４】
　前記偏光ビームスプリッタは、前記励起光を透過し、前記反射光を反射することを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の内視鏡光学系。
【請求項５】
　前記ダイクロイックミラーは、前記反射光および前記偏光ビームスプリッタによって透
過もしくは反射された前記励起光を反射し、前記蛍光を透過することを特徴とする請求項
１から４のいずれかに記載の内視鏡光学系。
【請求項６】
　前記励起光は、前記プローブ部の回転素子によってその偏光方向が４５°回転されて被
検体に入射し、
　前記被検体によって反射された前記反射光は、前記回転素子によってその偏光方向がさ
らに４５°回転されて、前記蛍光観察部へ伝送されることを特徴とする、請求項１から５
のいずれかに記載の内視鏡光学系。
【請求項７】
　前記反射光は、前記プローブ部の回転素子によってＳ偏光となるようにその偏光方向が
回転されることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の内視鏡光学系。
【請求項８】
　前記反射光観察部は、前記反射光検出部によって検出された反射光に基づいて反射光画
像を形成する反射光画像形成部をさらに備え、
　前記蛍光観察部は、前記蛍光検出部によって検出された蛍光に基づいて蛍光画像を形成
する蛍光画像形成部をさらに備えることを特徴とする、請求項１から７の何れかに記載の
内視鏡光学系。
【請求項９】
　前記内視鏡光学系は、共焦点光学系であることを特徴とする、請求項１から８の何れか
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に記載の内視鏡光学系。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の内視鏡光学系と、
　前記反射光検出部によって検出された反射光に基づく反射光画像、および前記蛍光検出
部によって検出された蛍光に基づく蛍光画像を表示するモニタとからなる内視鏡システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の光学系、特に蛍光観察を行なう内視鏡の光学系に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、体腔内の生体組織を観察するための内視鏡システムとして、蛍光を発生する物質
（蛍光染料など）を生体に塗布し、励起光により該蛍光物質を励起させて、生じる蛍光を
観察する蛍光観察用の内視鏡が広く知られている。蛍光観察用の内視鏡では、励起光によ
り励起された蛍光を２次元画像として検出し、その蛍光像から生体組織の変性や癌等の疾
患状態を診断することが可能となっている。
【０００３】
　このような蛍光観察用内視鏡のキャリブレーションを行う場合は、試料に蛍光染料を塗
布し、該試料に対して上記のように励起光を照射して蛍光観察を行ない、得られた蛍光画
像に基づいて励起光の収束度合いなどを調整する方法が考えられる。また、その他の例と
して、特許文献１には、蛍光観察が可能な電子内視鏡において、励起光の反射光を利用し
たキャリブレーション方法が開示されている。特許文献１に記載のキャリブレーション方
法では、まず、内視鏡の挿入部の先端を調整用のホワイトバランス治具に挿入し、励起光
源を点灯させる。そして、内視鏡の先端部から照射される励起光を上記治具により反射さ
せ、該反射光を内視鏡内の撮像素子へ導く。そして、内視鏡に接続されたプロセッサの制
御部において、該撮像素子の出力に基づいて励起光の光量を測定し、焦点調整が行われる
というものである。
【特許文献１】特開２００７－２４４５２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のように試料に蛍光染料を塗布し通常の蛍光観察を行なってキャリ
ブレーションを行う場合、試料に塗布された蛍光染料は短時間で乾いてしまうため、キャ
リブレーションのための焦点調整を行う時間が十分とれず、また何度も蛍光染料を塗布し
直す必要があると言った問題がある。また、特許文献１に記載の電子内視鏡には、蛍光観
察時における励起光の反射光を検出する機構が備わっていないため、キャリブレーション
を行う際には、反射光を検出するためにわざわざホワイトバランス治具を用いて励起光を
反射させる必要がある。さらに、特許文献１に記載の方法では、反射光の光量のみに基づ
いてキャリブレーションが行われるため、キャリブレーション精度が十分でない可能性も
ある。
【０００５】
　そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、励起光の反射光を効率よく検
出し、蛍光による蛍光観察と同時に反射光による通常観察を行うことが可能な内視鏡光学
系を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明により、所定の直線偏光成分を持つ励起光を供給す
る光源部側から順に、反射光観察部と、蛍光観察部と、励起光を被検体に照射するととも
に、該被検体によって反射される反射光および該被検体が励起されて生じる蛍光を取得す
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るプローブ部とが配設された内視鏡光学系が提供される。本発明の反射光観察部は、励起
光および反射光を透過もしくは反射する偏光ビームスプリッタと、偏光ビームスプリッタ
によって透過もしくは反射された反射光を検出する反射光検出部とを備える。また、蛍光
観察部は、反射光および偏光ビームスプリッタによって透過もしくは反射された励起光、
ならびに蛍光を透過もしくは反射するダイクロイックミラーと、ダイクロイックミラーに
よって透過もしくは反射された蛍光を検出する蛍光検出部とを備える。さらに、プローブ
部は、ダイクロイックミラーによって反射もしくは透過された励起光および反射光の偏光
方向を回転させる回転素子を備える。
【０００７】
　上述のように構成することで、効率よく反射光を検出することが可能となる。そして、
上記本発明を用いてキャリブレーションを行なう場合には、励起光による蛍光画像と同時
に検出した反射光に基づいた反射光画像を観察することができ、励起光の収束度合いに関
するより正確な状況を把握することができ、高精度のキャリブレーションが可能となる。
【０００８】
　また、本発明の光源部は、励起光を供給する光源と、励起光の偏光方向を調整する波長
板とを備える構成としても良い。さらに、上記励起光は、波長板によってＰ偏光となるよ
うに偏光方向が調整されるよう構成しても良い。
【０００９】
　また、上記偏光ビームスプリッタは、励起光を透過し、反射光を反射するものであって
も良い。さらに、上記ダイクロイックミラーは、反射光および偏光ビームスプリッタによ
って透過もしくは反射された励起光を反射し、蛍光を透過するものであっても良い。
【００１０】
　また、励起光は、プローブ部の回転素子によってその偏光方向が４５°回転されて被検
体に入射し、被検体によって反射された反射光は、回転素子によってその偏光方向がさら
に４５°回転されて、蛍光観察部へ伝送されても良い。さらに、反射光は、プローブ部の
回転素子によってＳ偏光となるようにその偏光方向が回転されるよう構成されても良い。
【００１１】
　また、上記反射光観察部は、反射光検出部によって検出された反射光に基づいて反射光
画像を形成する反射光画像形成部をさらに備え、上記蛍光観察部は、蛍光検出部によって
検出された蛍光に基づいて蛍光画像を形成する蛍光画像形成部をさらに備える構成であっ
ても良い。このように構成することにより、蛍光観察による蛍光画像の観察と反射光によ
る反射光画像の観察の両方を行なうことが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　したがって、本発明によれば、励起光の反射光を効率よく検出することで、励起光を照
明しただけで蛍光観察と反射光による通常観察を同時に行うことができ、これにより高精
度なキャリブレーションを行うことが可能な内視鏡光学系を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明に係る内視鏡光学系について説明する。
【００１４】
　図１は、本実施形態の内視鏡光学系１００を示す模式図である。本実施形態の内視鏡光
学系１００は、共焦点光学系であり、被観察部６０の蛍光観察を行なう蛍光観察用内視鏡
などに採用されるものである。図１に示すように、内視鏡光学系１００は、光源部１０と
、反射光観察部２０と、蛍光観察部３０と、プローブ部５０と、該蛍光観察部３０とプロ
ーブ部５０を接続するシングルモードファイバ４０（以下、「ＳＭＦ４０」とする）とか
ら構成される。また、反射光観察部２０および蛍光観察部３０には、各部にて生成される
反射光画像および蛍光画像をそれぞれ表示するためのモニタ７０が接続されている。
【００１５】
　光源部１０は、レーザー光源１１、収束レンズ１２、シングルモードファイバ１３（以
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下、「ＳＭＦ１３」とする）、コリメータレンズ１４、１／２波長板１５、無偏光ビーム
スプリッタ１６、およびパワーモニタ１７から構成される。レーザー光源１１は、蛍光観
察のための励起光となる所定の波長のレーザー光を供給する装置である。収束レンズ１２
は、入射する光をＳＭＦ１３に向かって収束させるためのレンズである。ＳＭＦ１３は、
光を伝搬する経路（モード）が１つの光伝送ファイバであり、入射する光をコリメータレ
ンズ１４へ伝送するための光ファイバである。コリメータレンズ１４は、入射する光を平
行光にするためのレンズである。また、１／２波長板１５は、入射する光の偏光方向を調
整するための光学素子である。また、無偏光ビームスプリッタ１６は、偏光特性を持たな
いビームスプリッタであり、入射する光を所定の光量比で分割するための光学素子である
。また、パワーモニタ１７は、光強度モニタ装置を含み、オペレーターが、光源における
レーザー光の光量を側定するための装置である。
【００１６】
　反射光観察部２０は、偏光ビームスプリッタ２１、収束レンズ２２、ライトガイド２３
、フォトディテクタ２４、および反射光画像形成部２５から構成される。偏光ビームスプ
リッタ２１は、Ｓ偏光の光を反射し、Ｐ偏光の光を透過させる偏光ビームスプリッタ面２
１ａを有する光学素子である。尚、ここでいうＳ偏光とは偏光方向が入射面に垂直な直線
偏光であり、Ｐ偏光とは偏光方向が入射面に平行な直線偏光である。収束レンズ２２は、
入射する光をライトガイド２３に向かって収束させるためのレンズである。フォトディテ
クタ２４は、検出した光を電気信号へ変換する光検出器である。そして、反射光画像形成
部は、フォトディテクタ２４で変換された電気信号に対して信号処理を行なって画像を形
成する処理部である。また、反射光画像形成部２５によって形成された画像は、モニタ７
０に表示される。
【００１７】
　蛍光観察部３０は、ダイクロイックミラー３１、収束レンズ３２および３４、エミッタ
フィルタ３３、ライトガイド３５、フォトマルチプライヤートランジスタ３６（以下、「
ＰＭＴ３６」とする。）、ならびに蛍光画像形成部３７から構成される。ダイクロイック
ミラー３１は、入射する光に直交する面に対して通常４５°に傾けた状態で設置される。
そして、ダイクロイックミラー３１は、特定の波長光を反射し、その他の波長の光を透過
するための光学素子である。収束レンズ３２は、入射する光を収束しＳＭＦ４０へ導くた
めのレンズである。また、エミッタフィルタ３３は、被観察部６０から発せられた蛍光と
その他の不要な光とを分離するための光学素子である。具体的には、エミッタフィルタ３
３は、ダイクロイックミラー３１を透過した蛍光から、さらに観察したい蛍光スペクトル
を有する蛍光のみを透過させるために用いられる。そして、エミッタフィルタ３３を性質
の異なるものと取り替えることにより、観察する蛍光のスペクトルバンドを選択すること
が可能になる。ただし、この場合は、ダイクロミラー３１も選択される波長帯に対応する
ものを用いる必要がある。また、エミッタフィルタ３３によって、ダイクロミラー３１に
おいてどうしても透過してしまった反射光の成分を完全に遮断することができる。これに
より蛍光観察におけるＳ／Ｎ比の向上を図ることも可能となる。収束レンズ３４は、収束
レンズ３２と同様に、入射する光を収束してライトガイド３５へ導くためのレンズである
。ＰＭＴ３６は、高感度の光検出器であり、蛍光などの弱い光を電気信号へ変換する際に
用いられる装置である。蛍光画像形成部３７は、ＰＭＴ３６にて変換された電気信号に対
して信号処理を行なって画像を形成する処理部である。また、蛍光画像形成部３７によっ
て形成された画像は、モニタ７０に表示される。
【００１８】
　プローブ部５０は、コリメータレンズ５１、ファラデー回転素子５２、マイクロミラー
５３、リレーレンズ５４、および対物レンズ５５から構成される。コリメータレンズ５１
は、入射する光を平行光にするためのレンズである。ファラデー回転素子５２は、光がそ
の進行方向に平行な磁界の中を通過する際、偏光面が回転するというファラデー効果を利
用して、通過する光の偏光方向を回転させる光学素子である。マイクロミラー５３は、図
示しない制御部によって回動可能に制御される可動ミラーである。また、マイクロミラー
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５３は、入射した光を二次元走査させるための２軸回動タイプのミラーである。そして、
入射光は、回動状態にあるマイクロミラーで偏向され、被観察部６０を二次元走査する。
リレーレンズ５４は、対物レンズ５５からの励起光の射出位置を調節するためのビームエ
キスパンダの役割を備えたレンズ群である。そして、対物レンズ５５は、被観察部６０に
励起光を集光するためのレンズである。
【００１９】
　ＳＭＦ４０は、単一の光伝搬経路を有するファイバである。また、本実施形態において
、ＳＭＦ４０は、ベンディング（曲がり）などの外部からの何らかの外乱等によっても偏
光を乱すことなく維持することが可能なＰＡＮＤＡファイバである。これにより、蛍光観
察部３０の収束レンズ３２によって収束された光は、偏光状態を維持したままプローブ部
５０へ伝送される。また、ＳＭＦ４０のプローブ部５０側の端部４０ａは、プローブ部５
０における光学系に励起光を供給する二次的な点光源として機能する。また、同じくＳＭ
Ｆ４０の端部４０ａは、被観察部６０で焦点を結んだ光を抽出する共焦点ピンホールとし
ても機能する。
【００２０】
　次に、本実施形態の内視鏡光学系１００の作用について、以下に詳述する。本実施形態
における観察の対象となる被観察部６０には、蛍光観察のために、蛍光染料が塗布されて
いる。まず、本実施形態では、光源部１０のレーザー光源１１から４８８ｎｍの波長を有
するアルゴンレーザーが励起光として照射される。励起光は、まず収束レンズ１２に入射
し、ＳＭＦ１３に向かって収束される。ＳＭＦ１３は、入射した励起光を伝送し、コリメ
ータレンズ１４に対して射出する。コリメータレンズ１４に入射した励起光は、コリメー
タレンズ１４にて平行光とされ、１／２波長板１５に入射する。１／２波長板１５では、
励起光の偏光方向が入射面に平行な直線偏光、すなわちＰ偏光となるように調整される。
そして、１／２波長版１５で偏光された励起光は、無偏光ビームスプリッタ１６へ入射す
る。無偏光ビームスプリッタ１６に入射された励起光は、所定の光量比でパワーモニタ１
７と、反射光検出部２０の偏光ビームスプリッタ２１とに分割される。パワーモニタ１７
では、無偏光ビームスプリッタ１６からの光を検出し、オペレーターによって励起光の光
量を常にモニタリングできるようになっている。
【００２１】
　次に、偏光ビームスプリッタ２１に入射した励起光は、偏光ビームスプリッタ２１を透
過して、ダイクロイックミラー３１に入射する。これは、当該励起光が上述のように１／
２波長板１５にて略Ｐ偏光成分のみを含むように偏光されているためである。また、本実
施形態においては、ダイクロイックミラー３１は、蛍光を分離するために５００～５８０
ｎｍの波長を有する光のみを透過し、その他の光を反射するように形成されている。この
ようなダイクロイックミラー３１により、４８８ｎｍの波長を有する励起光は反射され、
収束レンズ３２に入射する。収束レンズ３２は、入射した励起光をＳＭＦ４０へ向かって
収束させる。
【００２２】
　ＳＭＦ４０は、入射した励起光を伝送し、プローブ部５０のコリメータレンズ５１に入
射させる。そして、コリメータレンズ５１によって平行光とされた励起光は、ファラデー
回転素子５２に入射する。ファラデー回転素子５２に入射した励起光は、入射面に対して
その偏光方向が４５°回転され、マイクロミラー５３に入射する。本実施形態においては
、マイクロミラー５３は、２軸に回動して励起光を反射する構成となっている。そして、
マイクロミラー５３によって反射された励起光は、リレーレンズ５４を介して対物レンズ
５５に入射し、対物レンズ５５から被観察部６０に照射される。被観察部６０に照射され
た励起光は、被観察部６０によって反射され、反射光となって対物レンズ５５に入射する
。また同時に、励起光によって被観察部６０が励起されたことにより生じた蛍光も対物レ
ンズ５５に入射する。
【００２３】
　対物レンズ５５に入射した蛍光および反射光は、リレーレンズ５４を介してマイクロミ
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ラー５３に入射する。そして、マイクロミラー５３によって反射され、ファラデー回転素
子５２に入射する。ファラデー回転素子５２に入射した反射光は、偏光方向が入射面に対
して４５°回転される。これにより、反射光はプローブ部５０に入射してきた励起光と比
べて、偏光方向が９０°回転されたことになる。このように偏光された反射光および蛍光
は、コリメータレンズ５１により収束されてＳＭＦ４０の端部４０ａに入射する。そして
端部４０ａによって、被観察部６０で焦点を結んだ光のみが抽出され、蛍光観察部３０へ
伝送される。
【００２４】
　蛍光観察部３０に伝送された蛍光および反射光は、収束レンズ３２によって平行光にさ
れ、ダイクロイックミラー３１に入射する。ここで、励起光によって励起された被観察部
６０からの蛍光は、５００～５８０ｎｍの波長を有する光である。従って、当該蛍光は、
ダイクロイックミラー３１を透過してエミッタフィルタ３３に入射する。一方、被観察部
６０によって反射された反射光は、励起光と同じ４８８ｎｍの波長を有する。そのため、
当該反射光は、ダイクロイックミラー３１によって反射され、反射光観察部２０の偏光ビ
ームスプリッタ２１に入射する。
【００２５】
　エミッタフィルタ３３に入射した蛍光は、エミッタフィルタ３３にてさらに不要な光が
カットされ、収束レンズ３４に入射する。そして、当該蛍光は、収束レンズ３４によって
ライトガイド３５に向かって収束され、ライトガイド３５によってＰＭＴ３６に伝送され
る。ＰＭＴ３６では、検出された蛍光が電気信号へ変換される。そして、蛍光画像形成部
３７は、ＰＭＴ３６から電気信号を受信し、周知の信号処理を行って蛍光画像を形成する
。その後、蛍光画像形成部３７にて形成された蛍光画像は、モニタ７０に送られ、モニタ
７０にて表示される。
【００２６】
　一方、偏光ビームスプリッタ２１に入射した反射光は、プローブ部５０のファラデー回
転素子５２によってその偏光方向が合計９０°回転されたことにより、偏光方向が入射面
に垂直な直線偏光、すなわち、略Ｓ偏光成分のみを含むように偏光されている。そのため
、反射光は偏光ビームスプリッタ２１の偏光ビームスプリッタ面２１ａにおいて略全反射
され、収束レンズ２２に入射する。収束レンズ２２に入射した反射光は、ライトガイド２
３を介してフォトディテクタ２４へ伝送される。フォトディテクタ２４は、伝送された反
射光を検出し、電気信号へ変換する。反射光画像形成部２５は、フォトディテクタ２４か
ら電気信号を受信し、周知の信号処理を行って反射光画像を形成する。反射光画像形成部
２５にて形成された反射光画像も、蛍光画像と共にモニタ７０へ送られ、モニタ７０に表
示される。
【００２７】
　上記のように、本実施形態においては、回転素子５２を用いて回転させた反射光を、偏
光ビームスプリッタ２１を用いてフォトディテクタ２４へ導くことが可能な構成となって
いる。この構成により、フォトディテクタ２４にて十分な反射光が検出され、反射光画像
を形成することができる。そのため、本実施形態の光学系を用いた内視鏡においては、蛍
光観察による蛍光画像の観察と同時に、反射光による反射光画像の観察を行なうことが可
能となる。
【００２８】
　また、本実施形態における光学系を備えた内視鏡においてキャリブレーションを行なう
場合には、当該内視鏡を用いてパターン図などを通常と同じように観察するだけで、反射
光による画像を得ることができる。そのため、従来のように、蛍光試料を塗布した試料を
用いたり、反射光を検出するための特別な治具を使用したりする必要がない。また、反射
光を効率よく検出して画像を形成することで、反射光の光量のみに基づいてキャリブレー
ションを行なう場合に比べ、励起光の収束度合いに関するより正確な状況を把握すること
ができ、高精度のキャリブレーションが可能となる。
【００２９】
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　以上が本発明の実施形態であるが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではな
く様々な範囲で変形が可能である。例えば、上記実施形態においては、内視鏡光学系１０
０は、共焦点光学系として説明したが、ＳＭＦ４０を除去することで、共焦点以外の光学
系として構成することも可能である。
【００３０】
　また、上記実施形態においては、偏光ビームスプリッタ２１は、励起光を透過し、反射
光を反射するよう構成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、入射する
励起光と反射光とを異なる方向に射出するものであれば良い。具体的には、偏光ビームス
プリッタ２１は、励起光を反射し、反射光を透過するものであっても良い。また、ダイク
ロイックミラー３１についても、上記実施形態のように反射光および励起光を反射し、蛍
光を透過するものに限らず、反射光および励起光と、蛍光とを異なる方向へ射出するもの
であれば良い。具体的には、ダイクロイックミラー３１は、反射光および励起光を透過し
、蛍光を反射するものであっても良い。
【００３１】
　また、上記実施形態においては、プローブ部５０においてファラデー回転素子５２を用
いて励起光や反射光を回転する構成としているが、これに限定されるものではなく、例え
ば、１／４波長板を用いて偏向方向を調整しても良い。さらに、反射光観察部２０および
蛍光観察部３０において、ライトガイドを用いてフォトディテクタ、およびＰＭＴへ蛍光
および反射光を伝送しているが、ライトガイドを除去して、収束レンズから直接検出を行
うように構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る内視鏡光学系を示す模式図である。
【符号の説明】
【００３３】
　　　１０　光源部
　　　１１　レーザー光源
　　　１５　１／２波長板
　　　１６　無偏光ビームスプリッタ
　　　２０　反射光観察部
　　　２１　偏光ビームスプリッタ
　　　２４　フォトディテクタ
　　　２５　反射光画像形成部
　　　３０　蛍光観察部
　　　３１　ダイクロイックミラー
　　　２４　ＰＭＴ
　　　２５　蛍光画像形成部
　　　４０　ＳＭＦ
　　　５０　プローブ部
　　　５１　ファラデー回転素子
　　　５３　マイクロミラー
　　　６０　被観察部
　　　７０　モニタ
　　１００　内視鏡光学系
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